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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
前提条件
30Hzから8kHzまでの振動をAD変換で測定し、そのデータをそのまま送信する
間欠送信時間は10分とする

AD変換のサンプリングは16kHz必要
30Hzまで測定する場合は、30Hzの1波形分33ms x 仮に 3波形測定する　→　測定時間約100ms
16kHzのサンプリングで100msおこなうと、データ点数は1600個
AD変換の電力を5mA x 3V=15mWとすると、AD変換の電力は15mW x 100ms=1.5mWs
1点10bitとするとそうデータ量は16kbit (IDは10bit程度とすると無視できるほど小さいので無視する)

50kbpsで送信すると 320ms必要
920MHz, 20mWで送信すると　(29mA x 3V=)87mW必要なため、送信に必要な電力は87mW x 320ms =27.8mWs

待機電力は
1uA x 3V=3uW, 600s よって、1.8mWs

合計すると
1.5mWs + 27.8mWs + 1.8mWs =31.1mWs
600sで割ると52uW

送信間隔5分だと
1.5mWs + 27.8mWs + 0.9mWs =30.2mWs
300sで割ると100uW
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
何を目的とした検討なのかを記載。
実験系を簡単な絵で示す。コンパレータやアナログスイッチは、ULPで開発したカスタムICに含まれていて、
今回はディスクリートの部品？カスタムICはMCUとRFICだけでそれ以外はディスクリート？

ダイオード：ZLLS410

鶏のカスタムIC：無線315MHz、クロック、コンパレータ、参照電圧、カウンタ
鶏は電池駆動
ある閾値を超えた振動の回数がある敷地を超えると送信
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
もともとあった右上の山下君の図は、実際には無線通信していないし、1.5Vまでしか充電されていないので見せない方が良いと思います。
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